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| stopien

Profil studiow

Ogoélnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres

Wszystkie zakresy
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twarzania
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dr hab. inz. Pawel Zmarzty, prof. PSk
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotéw Przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu Obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajeé Polski

Usytuowanie w planie | Studia stacjonarne Semestr V

studiow - semestr studia niestacjonarne | Semestr V

Wymagania wstepne Brak

Egzamin (TAK/NIE) Tak

Liczba punktow ECTS 5

Forma prowadzenia zaje¢ wykiad ¢éwiczenia Iat;?urr?]to- projekt inne

studia

Liczba godzin | stacjonarne: 30 30

w semestrze | studia
niestacjonarne: 18 18




EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Umiejetnosci

Kategoria Symbol Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych

Student ma zaawansowang wiedze z zakresu nauk pod-
stawowych niezbedng do prowadzenia analizy danych

W01 | pomiarowych, obliczania btedéw i niepewnosci pomiaro- IZPJ1_WO01

Wiedza wej w zagadnieniach zwigzanych z jakos$cig procesow

produkcyjnych.
Student w zaawansowanym stopniu zna metody oraz

W02 | przyrzady pomiarowe stasowane do pomiaru wielkosci IZPJ1_WO03
geometrycznych w przedsiebiorstwach produkcyjnych.
Student potrafi efektywnie pozyskiwaé informacije z lite-

UoL ratury naukowej dotyczacej pomiarow wielkosci geome- IZPJ1_U01

trycznych oraz potrafi postugiwaé sie normami w celu
ustalania odpowiednich parametréw pomiaru.

Student potrafi realizowaé pomiary wybranych wielkosci
U02 | geometrycznych oraz analizowa¢ uzyskane wyniki wraz IZPJ1_UO05
wyciggnieciem stosownych wnioskéw.

Student potrafi zaplanowac¢ swojg prace, zaréwno przy
U02 | wykonywaniu zadan indywidualnych, jak i wymagajgcych 1ZPJ1_U07
pracy w zespole.

Kompetencje
spoteczne

Student jest gotéw do krytycznej oceny posiadanej wie-
dzy z zakresu metrologii i techniki pomiarowej wykorzy-
K01 |stywanej w procesach produkcyjnych oraz koniecznosci IZPJ1_KO1
pozyskiwania nowych informacji zaréwno z literatury, jak
i od ekspertow.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec

Tresci programowe

wykfad

Historia oraz podziat metrologii. Elementy rachunku prawdopodobienstwa w metrolo-
gii. Elementy statystyki matematycznej stosowane w metrologii dtugosci i kata. Poje-
cie wielkosci, wartosci wielkosci. Jednostki miar. Uktad jednostek Sl. Klasyfikacja
btedéw pomiarowych. Pojecie oraz metody obliczania niepewnosci pomiaru. Elemen-
ty sktadowe narzedzi pomiarowych. Podziat oraz charakterystyka przyrzgdéw pomia-
rowych stosowanych w metrologii wielko$ci geometrycznych. Wiasciwo$ci metrolo-
giczne przyrzaddéw pomiarowych. Stykowe pomiary wielkosci geometrycznych. Bez-
stykowe pomiary wielkosci geometrycznych. Wzorce oraz sprawdziany pomiarowe.
Wspoitrzednosciowa technika pomiarowa. Pomiary i analiza chropowatosci po-
wierzchni. Parametry chropowatosci powierzchni. Parametry eksploatacyjne kulko-
wych tozysk tocznych.

laboratorium

Budowa i czesci sktadowe narzedzi pomiarowych. Pomiary wymiarow wewnetrznych,
zewnetrznych i mieszanych. Analiza btedéw w pomiarach bezposrednich i posred-
nich. Pomiary metodami roznicowanymi. Ocena wtasciwosci metrologicznych przy-
rzgdéw pomiarowych. Pomiary wybranych odchytek geometrycznych. Stykowe i op-
tyczne pomiary chropowatosci powierzchni. Pomiary wybranych parametrow kulko-
wych tozysk tocznych.




METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Symbol
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne .
ustny pisemny (obserwacja)

w01l X

W02 X

uol X X

uo2 X

uo3 X X

K01 X




FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

For.m’a Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
wyktad egzamin Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z egzaminu pisemne

go.

laboratorium

zaliczenie z oceng

Pozytywne zaliczenie sprawozdan z zaje¢. Uzyskanie co
najmniej 50% mozliwych do zdobycia punktéw z dwdch ko-
lokwiow zaliczeniowych.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Obciazenie studenta n‘;i(tta
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wWiCc|L|P WiC|L|P]|S h
© | studiow 30 30 18 18
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 4 2 4 2 h
Razem przy bezposrednim udziale
& nauczyciela akademickiego & 2 L
Liczba punktéw ECTS, ktérg student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,6 1,7 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
> studenta 59 85 h
Liczba punktéw ECTS, ktéra student
6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 2,4 3,3 ECTS
pracy
Naklad pracy zwigzany z zajeciami
6 o charakterze praktycznym 63 63 1
Liczba punktéw ECTS, ktérg student
8. | uzyskuje w ramach zaje¢ o charak- 2,5 2,5 ECTS
terze praktycznym
Sumaryczne obciazenie praca stu-
9. denta 125 125 h
10, Punkty ECTS za n'10du‘% o ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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